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【緒言】基板の表面構造をナノスケールで制御する技術は，様々な機能性デバイスの作製を行う上で重

要となる．我々は，これまでに，ナノホールアレー構造材料である陽極酸化ポーラスアルミナをモールド

としたナノインプリント法により，基板上に高アスペクト比あるいは大面積のナノ規則表面が高スループッ

トに形成可能であることを報告してきた．本報告では，陽極酸化ポーラスアルミナを用いたナノインプリン

ト法により，ナノピラーアレーとマイクロピラーアレーからなるナノ・マイクロ階層構造の作製を行った結果

を報告する．  

【実験】 図１に実験プロセスを示す．階層構造を作製するためのナノインプリント用モールドは，陽極酸

化プロセスにより作製した．陽極酸化によって得られた高規則性ポーラスアルミナ表面に，マイクロホー

ルアレー形状のレジストマスクを形成し，ウェットエッチングを施すことでレジスト開口部に対応したポー

ラスアルミナ層を選択的に溶解除去した．その後，再度陽

極酸化を行うことで，マイクロホールの底部にポーラスア

ルミナ層の形成を行った．得られた階層構造を有するポー

ラスアルミナをモールドとして光インプリントを行うことで，

マイクロピラーの上部にナノピラーアレーが形成された階

層構造の作製を行った． 

【結果および考察】 図２に，本検討で得られたポーラスア

ルミナモールドの SEM 像を示す．直径２μm のマイクロホ

ール底部にポーラスアルミナ層が形成されている様子が

観察できる．図３に示した SEM 像は光インプリントにより形

成された構造体の観察結果であるが，マイクロピラーの先

端にナノメーターサイズの突起が形成されている様子が確

認された．本手法により得られたナノ・マイクロ階層構造は，

超撥水表面やヤモリの指先を模倣した構造接着表面など

様々な応用が期待できる．  
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図１ ナノ・マイクロ階層構造 
作製プロセス 

図２ ポーラスアルミナモールド 図３ 階層ピラーアレー構造（左：低倍，右：高倍） 
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